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工业显微镜 LV150N/LV150NL/LV150NA/LV100ND/LV100DA-U
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新的光学系统令 ECLIPSE 
焕发新风采。

ECLIPSE 显微镜机身采用模块化制造，可满足多领域的工业应用，其中包括半导体器件、封

装、FPD、电子器件、材料和精密模具制造等。

ECLIPSE LV 系列经过不断的发展完善并配备了新的光学系统和功能，可根据观察方法和目的

选择支架装置和照明装置以满足多种观察需求。

用户可选择使用电动和手动操控模式以及反射照明专用模式和反射／透射组合照明模式以满足

任何应用需求。

经过改进的光学性能

以独特的高数值孔径和长工作距离设计理念而著称的尼康 CFI60 光学系统经过进一步改进，具有一流

的长工作距离、色差校正性能和更轻的重量。

与数码相机集成
现可使用数码控制装置来检测包括物镜信息在内的显微镜信息，以及对显微镜进行电动操作，以更高

效地进行观察和图像拍摄。

多种观察方法
采用透射照明观察时，用户可借助各类附件采用多种方法观察更多种类的标本。

所有型号都具备明场、暗场、微分干涉、荧光、偏光和双光束干涉测量观察功能。此外，LV100DA 和 
LV100DA-U 还可提供透射型微分干涉、暗场、偏光和相衬观察功能。

偏光

透射明场

相衬

透射暗场

透射 DIC 双光束干涉测量

落射荧光

落射 DIC

暗场
明场
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NIS-Elements（基于个人计算机控制的控制装置 + 成像软件）

（独立型控制装置）

电动型
（物镜转换器／光强／孔径光阑／观察方法选择器）

手动型

反射／透射照明组合型号

* 使用适合于观察方法的物镜。

LV100ND/
LV100DA-U

透射

落射

NIS-Elements（基于个人计算机控制的控制装置 + 成像软件）

（独立型控制装置）

显微镜类型

兼容的观察方法

兼容的载物台

与 Digital Sight 
显微镜数码相机
集成

明场

* 使用适合于观察方法的物镜。

暗场 DIC 荧光 偏光 相衬
双光束
干涉测量 明场 暗场 DIC 荧光 偏光 相衬

双光束
干涉测量

落射

LV150/
LV150NA

LV150NL

型号特点

新 新 新

反射照明专用型号

手动型
电动型

（物镜转换器）

（*LED 照明专用型号）

LV-S32 3×2 载物台（行程：75 × 50 mm，带玻璃板）
* 可配合使用 LV-S32SPL ESD 板
LV-S6 6×6 载物台（行程：150 × 150 mm）
* 可配合使用 LV-S6WH 晶片夹／LV-S6PL ESD 板
LV-SRP P 旋转式载物台

P-GS2 G 载物台 2（配合载物台适配器 LV-SAD 使用）

LV-S32 3×2 载物台（行程：75 × 50 mm，带玻璃板）
* 可配合使用 LV-S32SGH 载玻片标本夹。

LV-S64 6×4 载物台（行程：150 × 100 mm，带玻璃板）

LV-SRP P 旋转式载物台

P-GS2 G 载物台 2（配合载物台适配器 LV-SAD 使用）

NIU-CSRR2 Ni-U 右手柄旋转型陶瓷载物台（行程：78 × 54 mm）

C-SR2S 右手柄载物台（行程：78 × 54 mm：配合载物台适配器 LV-SAD 使用）

物镜信息检测

（与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时）

物镜信息检测

（与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时）

物镜信息检测

（与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时）

物镜、光强、孔径光阑和观察

方法（明场／暗场／荧光）信

息检测

物镜、光强、孔径光阑

和观察方法（明场／暗

场／荧光）信息检测和

控制

物镜信息检测

和控制

物镜信息检测

和控制

物镜信息检测

（与智能物镜转换器 LV-NU5I 和 LV-INAD 配合使用时）
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型号

CF IC EPI Plan TI 2.5×A 0.075 10.30
（用于干涉测量） 5×A 0.130 9.30
CF IC EPI Plan DI 10×A 0.30 7.40
（用于双光束干涉测量）  20×A 0.40 4.70

50×A 0.55 3.40
100× 0.70 2.00

型号

CFI L Plan EPI CR 20× CR 0.45 10.90 - 10.00
（明场型） 50× CR 0.70 3.90 - 3.00

100× CRA 0.85 1.20 - 0.85
100× CRB 0.85 1.30 - 0.95

CFI L Plan EPI CR 
20x/50x/100x

具有玻璃厚度校正功能的物镜

CF IC EPI Plan TI/DI
干涉测量用物镜／双光束干涉测量用物镜

2.5x/5xDI TI10x/20x/50x/100x

其他物镜

使用菲涅耳相位镜头提高色差校正性能和工作距离

镜头间距离的减少
量等于工作距离的
增加量

实现较长的工作距离

色差校正

非菲涅耳相位
镜头

菲涅耳相位
镜头

白光

折射镜头

更长的波长意味着更远的焦点

相互抵消以
校正色差菲涅耳相位镜头

白光

更短的波长意味着更近的焦点

型号

TU Plan EPI ELWD 20× 0.4 19.0
（明场型） 50× 0.6 11.0

100× 0.8 4.5
TU Plan BD ELWD 20× 0.4 19.0
（明场／暗场型） 50× 0.6 11.0

100× 0.8 4.5

型号

T Plan EPI SLWD 10× 0.2 37.0
（明场型） 20× 0.3 30.0

50× 0.4 22.0
100× 0.6 10.0

使用新型暗场照明系统。

TU Plan ELWD 系列

长工作距离物镜

T Plan EPI SLWD
超长工作距离物镜

EPI 10x/20x/50x/100xEPI/BD 20x/50x/100x

* 图片为明场
观察（EPI）物镜。

TU Plan ELWD & T Plan SLWD 镜头 长工作距离／超长工作距离物镜

复眼镜头

复眼镜头 新型暗场照明系统

环形透镜／
环形棱镜

TU Plan Fluor BD 
（明场／暗场型）

型号 倍率 数值孔径 工作距离（mm）

倍率 数值孔径 工作距离（mm）

倍率 数值孔径 工作距离（mm）

倍率 数值孔径 工作距离（mm） 倍率 数值孔径 工作距离（mm）

倍率 数值孔径 工作距离（mm）

倍率 数值孔径 工作距离（mm）

TU Plan Fluor EPI 5× 0.15 23.5
（明场型） 10× 0.30 17.5

20× 0.45 4.5
50× 0.80 1.0

100× 0.90 1.0
5× 0.15 18.0

10× 0.30 15.0
20× 0.45 4.5
50× 0.80 1.0

100× 0.90 1.0

使用复眼镜头。

* 图片为明场观察（EPI）物镜。

* 图片为明场观察（EPI）物镜。

型号

TU Plan Apo EPI 50× 0.8 2.0
（明场型） 100× 0.9 2.0

150× 0.9 1.5
TU Plan Apo BD 50× 0.8 2.0
（明场／暗场型） 100× 0.9 2.0

150× 0.9 1.5

* 计划于 2013 年 1 月上市。

* 计划于 2013 年 1 月上市。

TU Plan Apo系列

复消色差物镜

EPI/BD 50x/100x/150x

复消
色差

重量轻
长工作
距离

半复消
色差

重量轻
长工作
距离 半复消

色差
重量轻

长工作
距离

型号

T Plan EPI 1× 0.03 3.8
（明场型） 2.5× 0.075 6.5

宽视场
长工作
距离

半复消
色差

重量轻
复眼
镜头

半复
消色差TU 平场荧光系列

标准物镜

T Plan EPI
低倍率物镜

T Plan & TU Plan Fluor & TU Plan Apo 镜头

EPI 1x/2.5xEPI/BD 5x/10x/20x/50x/100x

标准平场物镜

经过改进的光学性能

以独特的高数值孔径和长工作距离设计理念而著称的尼康 CFI60 光学系统经过进一步改进，具有一流的

长工作距离、色差校正性能和更轻的重量。

这些通用型标准物镜只需一个镜头就能胜任明场、

暗场、简易偏光、灵敏色偏光、微分干涉和落射荧

光观察等。新型半复消色差镜头具有卓越的色差校正性能并可在所有倍

率下提供较长的工作距离，因而可胜任所有应用。

这些低倍率物镜可使用传统型检偏器／起偏器进行

清晰的观察操作，还可在不使用检偏器／起偏器的

情况下进行简易的观察操作。

因使用菲涅耳相位镜头，这些物镜不仅可

实现较长的工作距离，还可提供优于传统

物镜的色差校正性能，进一步提高了针对

不同等级标本的操作便利性。

色差校正性能和工作距离均得到

进一步提升的 T Plan SLWD 系列

超长工作距离半复消色差物镜具

有同级最佳的超长工作距离。使

用该系列新配备的 SLWD 10x
（WD: 37mm）镜头可以观察更

多种类的标本。

采用菲涅耳相位镜头，这些物镜可在保

留复消色差镜头的卓越色差校正性能的

同时大幅提高工作距离。该系列新配备

了 50x 镜头。

由于低倍率镜头通常具有较宽

的实际视场，因而难以实现均

匀、明亮的照明。但 CFI60-2 
光学系统采用复眼镜头，可在

整个视场中实现通透明亮的暗

场照明。

因数值孔径和工作距离的增加，物

镜的外径也随之增加。但由于入射

光的宽度是固定的，因而在使用传

统照明系统时，光强会降低。

该新型照明系统采用环形透镜或环

形棱镜，可提高捕获的光量，提供

高质量的暗场照明。

这些物镜配有不受玻璃基板厚度影响，

高对比度观察细胞或图案的校正功能。

这些 Michelson（TI）和 Mirau（DI）双光束干

涉测量镜头可在不接触标本的情况下检测和测量

细微差别。

传统镜头依赖于光线折射成像。由于各色光线（波长）的折射强度不同，图像会以蓝色、绿色和红色的顺序（从离镜头最近的光线开始）形成。相比之下，菲涅

耳相位镜头则利用光线衍射按照红色、绿色和蓝色的顺序（从离镜头最近的光线开始）成像，因而成像属性与折射相反。结合使用这两种镜头可抵消各色光线的

色差，从而可生成无色差的图像。

使用菲涅耳相位镜头，即便镜头之间的距离较短也能进行色差校

正，因而可实现高于传统镜头的工作距离。

暗场照明

菲涅耳相位

复眼镜头可调节光线扩散角度，因而可使
光线均匀直射到焦面上。

环形透镜／棱镜可捕获更多的光量以提
高亮度。
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Large image

Scene mode

LV150N/LV100ND LV150NA LV100DA-U

DS-U3DS-L3DS-U3DS-L3DS-U3DS-L3

NIS-Elements

点到线的
距离

点到线的
距离

圆心之间
的距离 角度 面积 间距距离

刻度 十字线 格状 XY 刻度 XY 测量 计数标注 文本输入
画笔

（直线／曲线）

圆
（直径、半径）

* 有关 Digital Sight 特点的详细信息，请参见“显微镜用 Digital Sight 系列数码相机”产品目录。

测量功能

绘图功能位置和尺寸比较功能

晶片／IC
金属、陶瓷／塑料

电路板

平板显示器

测量（2 点距离）

NIS-Elements 综合成像软件系列综合成像软件系列

适合范围较广的应用高清晰触摸屏

基于个人计算机控制的控制装置独立型控制装置

（使用 LV-NU5I 和 LV-INAD 时）

(+NIS-Elements)

（使用 LV-UEPI2A 照明器时）

(+NIS-Elements)(+NIS-Elements)

LV100DA-U

按型号分类的信息检测和控制兼容性对照表

物镜镜头

反射照明（ON/OFF，光强调节）

透射照明（ON/OFF，光强调节）

孔径光阑

观察方法选择器（明场／暗场／荧光）

：可进行信息检测和控制 ：仅可进行信息检测

* NIS-Elements F（免费软件包）不兼容信息检测和控制功能。请使用 NIS-Elements D/Br/Ar。

DS 相机头

显微镜信息检测和控制

物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场／
暗场／荧光）信息检测

自动校准转换

物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场／
暗场／荧光）控制*2

独立型控制装置 DS-L3

基于个人计算机控制的控制装置
DS-U3（+NIS-Elements）

与数码相机集成 用于显微观察“Digital Sight System”的数码相机系统

LV150N / LV100ND / LV150NA

物镜信息检测

自动校准转换

物镜控制*1

DS 相机头

物镜信息检测和控制

LV-INAD
物镜转换器适配器

LV-NU5I
智能物镜转换器

（将 LV150N 与 LV-INAD 组合
使用时）

（将 LV150N 与 LV-INAD 组合
使用时）

独立型控制装置 DS-L3

基于个人计算机控制的控制装
置 DS-U3（+NIS-Elements）

加装智能物镜转换器 LV-NU5I 和新开发的倍率检测物镜转换器适配器 LV-INAD后，LV150N/LV100ND 
显微镜可通过相机控制装置检测当前所用物镜的信息。在改变倍率时，这些信息可自动转换为适用的校

准数据。

除可检测物镜信息外，LV150NA 还可通过相机控制装置转换物镜。

DS-L3 配备了大尺寸触摸屏和多功能

组件，即便在无个人计算机或计算机

监视器的情况下也可轻松、快速地采

集图像。

从动态图像的显示和拍摄到高级图像

处理和分析，DS-U3 的用户可通过个

人计算机来控制所有功能，这种灵活

性非常适合范围较广的应用。

LV100DA-U 的用户可通过相机控制装置检测信息并对物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场／暗场／荧光）进行控制*2，以便优化对图像采集至关

重要的观察条件。

DS-L3 内置 8.4" 1024 × 768 触摸屏。这款方便查看、易于操作的触摸

屏可让用户通过手指或触笔操作来轻松设置和操作相机头。

场景模式

可使用图标针对各种标本类型

和观察方法轻松设定最佳的成

像参数。

各种工具

DS-L3 可以执行简单的图像测

量并输入线条和注释。

DS-L3 可将这些数据添加至图

像上并与图像一起保存。此

外，它还可输出测量数据。

可使用 NIS-Elements 成像软件来执行图像采集、处理和分析。

大图像

拍摄时可将从多个视场拍摄的图像合成在一起，创建视场较宽的图

像。还可将已拍摄的图像合成在一起。

手动测量和图像标注

用户可通过手动测量功能在图像上直接绘制线条或图形以轻松测量

长度和面积。测量结果可附加至图像或导出至记事本或 Excel 电子

表格中。

作为控制软件，NIS-Elements 系列具有从基本成像到显微镜和外

围设备控制等多种辅助功能，还可对采集的图像进行测量、分析

和管理。

*1: 可使用 LV150NA 或 LV150N/LV100ND 并结合使用电动物镜转换器和 LV-NCNT-2 电动物

镜转换器控制器通过相机控制装置来控制物镜转换器。

*2: 当连接了控制装置 DS-L3 时，仅可进行信息检测。当连接了控制装置 DS-U3（+NIS-Elements）时，可以控制物镜、光强、孔径光阑和观察方法（明场／暗场／荧光）。
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规格

物镜转换器

底座装置

落射照明器

透射照明器

目镜筒

载物台

聚光镜

目镜

物镜镜头

ESD 性能

能耗 1.2 A / 75 W
重量 约 9.5 kg

1.2 A / 90 W
约 10 kg

底座装置

物镜转换器

落射照明器

目镜筒

载物台

目镜

物镜镜头

ESD 性能

能耗 1.2 A / 90 W
重量 约 8.6 kg 约 8.7 kg

0.1A / 3W
约 8.6 kg

（明场） （相衬）

透射明场 相衬 透射 DIC

（明场）（明场） （偏光）（落射荧光）

落射荧光 偏光 双光束干涉测量

明场

半导体（IC 晶片）

可支持多种观察方法：明场、暗场、偏光、微分干涉、落射荧光和双光束干涉测量等。

（明场）

半导体（IC 晶片） 基板

（落射 DIC）

暗场 落射 DIC

从物镜到照明系统，LV-N 系列采取了全方位的防眩光措

施，确保生成明亮、高对比度的图像。

采用尼康独特设计理念开发的物镜暗场照明系统可实现

明亮的暗场观察，从而可对标本差异和缺陷进行高灵敏

度的检测。

可使用适合标本观察的标准型和高对比度型 DIC 插片。

LV-N 系列十分适合观察设备和精密模具中的细微差异等

应用。

基板（焊点） 矿物质 云母
LV-N 系列在观察有机 EL 或安装的基板等具有荧光性质

的标本时表现出了卓越的性能。

LV-N 系列十分适合观察具有双折射性质的标本，例如：

容易失真的液晶或塑料／玻璃等。

LV-N 系列可使用 Michelson（TI）和 Mirau（DI）反射

型双光束干涉测量法。当配合使用测微计目镜时，可在

不接触标本的情况下检测和测量标本的细微差异。

LCD（彩色滤光片） 感光乳剂 纳米粒子（银）
LV-N 系列十分适合观察透明标本，例如：光学器件、

FPD 和载玻片标本。当配合使用 C-SP 简易起偏器和检

偏器时，可进行透射型简易偏光观察。

可通过明／暗对比和利用衍射和干涉两种光线属性来显

现无色、透明的标本。

可利用偏光使两束光之间产生干涉以在三维空间中观察

无色、透明的标本。

最大标本高度：38 mm（配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 3×2 载物
台／LV-S64 6×4 载物台时）
* 配合使用柱增高块时为 73 mm
调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮
左：粗和微调节／右：微调节，40 mm 行程
粗调节：14 mm／圈（扭矩调节，再定焦机构）微调节：0.1 mm／圈（以 1 µm为
单位进行调节）
载物台安装孔间隔：70 × 94（由 4-M4 螺丝固定）

LV-UEPI-N
LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱
明场／暗场切换和关联的孔径光阑（可对中），视场光阑（可对中）
兼容 ø 25 mm 滤光片（NCB11、ND16、ND4）、起偏器／检偏器、波长片、激发
光平衡器；配备噪声消除器

LV-UEPI2
LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱
HG 预对中光纤照明器：C-HGFIE（光线调节）*选购
明场／暗场切换和关联的孔径光阑（可对中）、视场光阑（可对中），符合明场、
暗场、落射荧光切换的自动光学器件切换功能
兼容 ø 25 mm 滤光片（NCB11、ND16、ND4）、起偏器／检偏器、波长片、激发
光平衡器；配备噪声消除器

LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD（正像，FOV：22/25）
LV-TT2 TT2 倾斜式三目镜目镜筒（正像，FOV：22/25）
C-TB 双目镜筒（倒像，FOV：22）
P-TB 双目镜筒（倒像，FOV：22）
P-TT2 三目镜筒（倒像，FOV：22）
LV-S32 3×2 载物台（行程：75 × 50 mm，带玻璃板）ESD 兼容
LV-S64 6×4 载物台（行程：150 × 100 mm，带玻璃板）ESD 兼容
LV-S6 6×6 载物台（行程：150 × 150 mm）ESD 兼容

CFI 目镜系列

工业显微镜 CFI60-2/CFI60 光学系统物镜系列：根据观察方法组合使用

1,000 至 10V，0.2 秒内（不包括某些附件）

C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD
LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD
LV-NBD5 BD 五孔物镜转换器 ESD
LV-NU5I 智能通用五孔物镜转换器 ESD

最大标本高度：38 mm（配合使用 LV-S32 3×2 载物台时）
* 配合使用柱增高块时为 73 mm
内部 LED 照明电源、粗和微调节手轮
左：粗和微调节／右：微调节，40mm 行程
粗调节：14 mm／圈（扭矩调节，再定焦机构）微调节：0.1 mm／圈
（以 1 µm为单位进行调节）
载物台安装孔间隔：70 × 94（由 4-M4 螺丝固定）

1.1W 白光 LED
兼容起偏器／检偏器

LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD（正像，FOV：22/25）
C-TB 双目镜筒（倒像，FOV：22）
P-TB 双目镜筒（倒像，FOV：22）
P-TT2 三目镜筒（倒像，FOV：22）

最大标本高度：38 mm（配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 
3×2 载物台／LV-S64 6×4 载物台时）
调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮
左：粗和微调节／右：微调节，40 mm 行程
粗调节：14 mm／圈（扭矩调节，再定焦机构）微调节：0.1 mm／圈（以 1 
µm为单位进行调节）

LV-UEPI-N
LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱
明场／暗场切换和关联的孔径光阑（可对中）、视场光阑（可对中），兼容 
ø 25 mm 滤光片（NCB11、ND16、ND4）、起偏器／检偏器；配备噪声消
除器

LV-UEPI2
LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱
HG 预对中光纤照明器：C-HGFIE（光线调节）*选购
明场／暗场切换和关联的孔径光阑（可对中）、视场光阑（可对中），符合
明场、暗场、落射荧光切换的自动光学器件切换功能
兼容 ø 25 mm 滤光片（NCB11、ND16、ND4）、起偏器／检偏器、波长
片、激发光平衡器；配备噪声消除器

C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD、LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD
LV-NBD5 BD 五孔物镜转换器 ESD、LV-NU5I 智能通用五孔物镜转换器 ESD
D-ND6 六孔 DIC 物镜转换器

LV-UEPI2A
LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱
HG 预对中光纤照明器：C-HGFIE（光线调节：个人计算机控制）*选购
照明选择器转盘电动操作和控制
与明场／暗场选择器相关联的电动孔径光阑（根据物镜自动优化）、视场光
阑（可对中）
兼容 ø 25 mm 滤光片（NCB11、ND16、ND4）、起偏器／检偏器、波长
片、激发光平衡器；配备噪声消除器

LV-NU5AI 电动通用五孔物镜转换器
（高耐用的电动5孔通用物镜转换器）

LV-LH50PC 12V50W 预对中灯箱（复眼光学系统）
内部孔径、视场光阑、滤光片（ND8、NCB11）；透射／反射选择器切换；还可使用 12V100W（选购）

LV-TI3 三目镜目镜筒 ESD（正像，FOV：22/25）、LV-TT2 TT2 倾斜式三目镜目镜筒（正像，FOV：22/25）、P-TB 双目镜筒（倒像，FOV：22）、
P-TT2 三目镜筒（倒像，FOV：22）
LV-S32 3×2 载物台（行程：75 × 50 mm，带玻璃板）／LV-S32SGH 载玻片标本夹
LV-S64 6×4 载物台（行程：150 × 100 mm，带玻璃板）、LV-SRP P 旋转式载物台／P-GS2 旋转式载物台：配合使用载物台适配器 LV-SAD
NIU-CSRR2 Ni-U 右手柄旋转型陶瓷载物台（行程：78 × 54 mm）、C-SR2S 右手柄载物台（行程：78 × 54 mm：配合使用载物台适配器 LV-SAD）

CFI 目镜系列

工业显微镜 CFI60-2/CFI60 光学系统物镜系列：根据观察方法组合使用

1,000 至 10V，0.2 秒内（不包括某些附件）

LWD 消色差聚光镜（明场）、LV-CUD U 干型聚光镜（相衬、透射 DIC、暗场）、消色差 2x-100x 载玻片聚光镜（明场）、
DF 干型聚光镜（暗场）和其他

最大标本高度：33 mm（配合使用 LVNU5AI U5AI 物镜转换器和 LV-S32 
3×2 载物台／LV-S64 6×4 载物台时）
调光器用 12V50W 内部电源、粗和微调节手轮
左：粗和微调节／右：微调节，40 mm 行程
粗调节：14 mm／圈（扭矩调节，再定焦机构）
微调节：0.1 mm／圈（以 1 µm为单位进行调节）

LV-S32 3×2 载物台（行程：75 × 50 mm，带玻璃板）
ESD 兼容
LV-S6 6×6 载物台（行程：150 × 150 mm）ESD 兼容

C-N6 ESD 六孔物镜转换器 ESD
LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD

LV-NU5A 电动通用五孔物镜转换
器 ESD
LV-NU5AC 电动通用五孔物镜转
换器 ESD
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尺寸

 20× MUE35200 0.45 10.9 - 10.0

 50× MUE35500 0.7 3.9 - 3.0

 100× MUE35900 0.85 1.2 - 0.85

 100× MUE35910 0.85 1.3 - 0.95

 40× MUE00400 0.65 1.0 

 20× MUE30201 0.35 24.0 

 50× MUE30501 0.45 17.0 

 100× MUE30901 0.7 6.5 

 100× MUC00090 0.95 0.4 

 150× MUC10151 0.95 0.3 

 100× MUC40900 0.9 0.51 

 150× MUC50151 0.9 0.42  

 2.5× MUL42031 0.075 10.3 

 5× MUL42051 0.13 9.3 

 10× MUL40101 0.3 7.4 

 20× MUL40201 0.4 4.7 

 50× MUL40501 0.55 3.4 

 100× MUL40900 0.7 2.0 

 50× MUT10051 0.95 0.4 

 100× MUT10101 0.95 0.3 

 150× MUT10153 0.95 0.2

L Plan EPI CR
用于检测 LCDs 平场

CF IC EPI Plan TI
用于干涉测量平场

CF IC EPI Plan DI
用于双光束干涉测量平场

CF IC EPI Plan Apo
平场复消色差

带校正机构的明场

明场

干涉测量

明场 L Plan EPI Plan（消色差）

明场超长工作距离

明场

明场／暗场

LU Plan EPI SLWD
超长工作距离平场
（消色差）

LU Plan Apo EPI
通用平场复消色差

LU Plan Apo BD
通用平场复消色差

菲涅耳相位镜头（衍射光学器件） A 型圆形偏光板和消偏器内置于 T Plan EPI 1×/2.5× 中。（可安装／拆卸圆形偏光板。）

3.8

6.5 

23.5 

17.5 

4.5 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

1.5 

23.5 

17.5 

4.5 

1.0 

1.0 

19.0 

11.0 

4.5 

37.0 

30.0 

22.0 

10.0 

18.0 

15.0 

4.5 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

1.5 

19.0 

11.0 

4.5

 1× MUE12010 0.03 

 2.5× MUE12030 0.075 

 5× MUE12050 0.15 

 10× MUE12100 0.3 

 20× MUE12200 0.45 

 50× MUE12500 0.8 

 100× MUE12900 0.9 

 50× MUC11500 0.8 

 100× MUC11900 0.9 

 150× MUC11150 0.9 

 5× MUE13050 0.15 

 10× MUE13100 0.3 

 20× MUE13200 0.45 

 50× MUE13500 0.8 

 100× MUE13900 0.9 

 20× MUE21200 0.4 

 50× MUE21500 0.6 

 100× MUE21900 0.8 

 10× MUE31100 0.2 

 20× MUE31200 0.3 

 50× MUE31500 0.4 

 100× MUE31900 0.6 

 5× MUE42050 0.15 

 10× MUE42100 0.3 

 20× MUE42200 0.45 

 50× MUE42500 0.8 

 100× MUE42900 0.9 

 50× MUC41500 0.8 

 100× MUC41900 0.9 

 150× MUC41150 0.9 

 20× MUE61200 0.4 

 50× MUE61500 0.6 

 100× MUE61900 0.8 

* 计划于 2013 年 1 月上市。

T Plan EPI
平场（半复消色差）

TU Plan Fluor EPI
通用平场荧光（半复消色差）

TU Plan Fluor EPI P
偏光通用平场荧光
（半复消色差）

TU Plan EPI ELWD
长工作距离通用平场
（半复消色差）

T Plan EPI SLWD
超长工作距离平场
（半复消色差）

* 计划于 2013 年 1 月上市。

TU Plan Fluor BD
通用平场荧光（半复消色差）

TU Plan Apo BD
通用平场复消色差

TU Plan BD ELWD
长工作距离通用平场
（半复消色差）

明场

明场超长工作距离

偏光

明场长工作距离

明场／暗场

明场／暗场长
工作距离

TU Plan Apo EPI
通用平场复消色差

* 计划于 2013 年 1 月上市。

镜头规格

型号 工作距离（mm）数值孔径产品编号倍率类型

型号 工作距离（mm）数值孔径产品编号倍率类型
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A

LV-S6 6×6 载物台
（仅落射）

LV-S64 6×4 载物台
LV-S32 
3×2 载物台

P-GS2 
G 载物台 2

LV-SRP 
P 旋转式载物台

LV-SAD 载物台适配器

NIU-CSRR2 
右手柄旋转型陶瓷载物台
（带标本夹）

C-SR2S 
右手柄载物台
（带 2S 标本夹）

P-AMH 
机械载物台

LV-S6PL 
ESD 板

LV-S32PL 
ESD 板

LV-S32SGH 
载玻片标本夹

L-S6WH 晶片夹

LVDIA-U DIA-U 底座

LV-HGFA 
HG 光纤适配器

LVUEPI2-DLS 
双光源适配器

C-HGFIF
HG 光纤 
1.5m/3m

C-HGFI 
HG 预对中强光
光纤照明器
（手动）

C-HGFIE
HG 预对中强光
光纤照明器
（电动）

C-LHGFI 
HG 灯

CFI TU EPI P 
物镜镜头

TI 物镜镜头

LV-TI
适配器

P-N 
N5 物镜转换器

D-ND6 
DIC 物镜转换器

LV-FM 
对焦模块

LV-FMA 电动
对焦模块 A

LV-UEPI-N 通用落射照明器

LV-IM 对焦模块 LV-IMA 对焦模块 A

LV-ARM 基本臂

LV-ECON 
E 控制器

LV-LH50PC 
预对中灯箱

LV-HL50W 
12V-50W-LL 
卤素灯

（配合使用 
LV-DIA-U 
时必需）

12V-50W 
卤素灯

TE 变压器 100W

YM-EPI 
3-3 针延长线

C-ER 
眼点水平提升器

Y-IDP 
双端口
（100/0-55/45）

LV-DAF 自动对焦装置
（与 LV-IMA 或 LV-FMA 集成）

Y-IDP 
双端口（0-100）

C-CT 
对中望远镜CFI 15×CFI 10×CMCFI 10×MCFI 10×

LV-10×
ESD

CFI UW
10×M

CFI UW
10×

测量望远镜

适配器

ø22ø25

LV-PAB 滤光块

荧光滤光块

LV-UEPI2A 电动通用落射照明器 2

LV-EPILED 白色 LED 照明器 LED 控制器

LV-UEPI2 通用落射照明器 2

LV-PO 起偏器

LV-UPO 起偏器

LV-λP λ 波长片

D-FB 激发
平衡片

NCB 插片

LV-FLAN 
FL 检偏器

L-AN 
检偏器

ND 插片

D

V

PT 起偏器

P 消色差
聚光镜

DF 干型
聚光镜

C-C 阿贝
聚光镜

C-C 
消色差
聚光镜

LWD 
消色差
聚光镜

消色差 
2x-100x
载玻片
聚光镜

D-C DIC 
干型模块

D-C PH 
模块LV-CUD 

通用干型
聚光镜

D-C 暗场
环形光阑

LV-C 
2-4x 镜头

C-SP 
简易
起偏器

D-DP 
DIC 旋转式
起偏器

PP
Q

Q

PP

R

S

P

P’

P’

TU Plan Fluor BD 
物镜镜头

TU Plan Fluor EPI 
物镜镜头
（使用柱增高块时不可
使用 1x 物镜镜头）

DI 物镜镜头

C-OA
15mm 适配器BIO CFI60 

物镜镜头

LV-NBD5 
BD5 物镜转换器

LV-NU5 
NU5 物镜转换器

LV-NU5I 
NU5I 物镜转换器

LV-NU5AI 
U5AI 物镜转换器

LV-NU5AC 
U5AC 物镜转换器

LV-NU5A 
U5A 物镜转换器

LU 物镜转换器
适配器

LV-INAD 倍率检测物镜转换器适配器
LV-NCNT-2
物镜转换器
控制器

LV-LP  λ 波长片

L-DIC
DIC 棱镜

L-DIHC 
高对比度
DIC 棱镜

LV-DIC 插片
位置 A&B

D-C DIC 插片

LV-DIHC 插片
位置 A&B

D-DA 
DIC 检偏器

D-LP λ 波长片

C-N6 
ESD6 
物镜转换器

H

B

B
B

A

C

H

B

A

H

C
D

V

E

B

A

H

C
D

V

E

LV-CR 
柱增高块 35

P-I 镜筒

P-CL λ 波长片

P-CS 塞拿蒙
补偿器

P-CQ 石英楔

LV-TV 
TV 适配器

LV-TI3 
三目镜筒 TI3

C-TB
双目镜筒

LV-TT2 倾斜式
三目镜筒

Y-TV55
TV 镜筒

P-TT2 
三目镜筒

0.5×
镜筒装置

P-TB 
双目镜筒

Y-TV
TV 镜筒

T

FFF G

F
G

F
G

C 接口
适配器 
0.55x

V-T 图像
适配器

C 接口变焦
适配器

TV 变焦
镜头

C 接口 
TV 适配器

转像镜 1x

C 接口 
TV 适配器 
0.35×/0.45×/0.6×

C 接口
适配器 
VM2.5x

C 接口
适配器 
VM4x

C 接口 
TV 适配器 A

C 接口
适配器 
0.7x

CCD 相机 C 接口

系统图解
用于 LV150N/LV150ND/LV100NDA/LV100DA-U



F
GF

G

FG

A

C

B

B

L-AN
检偏器

C

A

C 接口
适配器
0.55×

LV-TV
TV 适配器 

C 接口
TV 适配器 A

C 接口
适配器
0.7×

CCD 相机 C 接口

0.5×
镜筒装置

LV-TI3
三目镜筒 TI3 

C-TB
双目镜筒

CFI 10×
LV-10×
ESD

CFI UW
10×

ø22ø25

LV-NU5
NU5
物镜转换器

C-N6
ESD6
物镜转换器

LU 物镜转换器
适配器

TU Plan EPI
物镜镜头

LE Plan
物镜镜头

L-DIC
DIC 棱镜

L-DIHC
高对比度
DIC 棱镜

LV-PO 起偏器

LV-UPO 起偏器

LV-CR
柱增高块 35 

LV-S6 6×6 载物台
LV-S32
3×2 载物台

LV-S6PL
ESD 板

LV-S32PL
ESD 板

L-S6WH
晶片夹 6

LV150NL-LED EPI

系统图解
用于 LV150NL
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